
 

 

、实验目的

利用等厚干涉测量微小厚度

一  

1. 理解等厚干涉的基本原理，掌握劈尖干涉的形成条件和干涉条纹的特点。 

2. 学会使用读数显微镜、劈尖装置等仪器，掌握其调节和使用方法。 

3. 利用劈尖干涉现象测量微小厚度（如薄片厚度、细丝直径），学习用逐差

法处理实验数据，减小系统误差，提高数据处理的准确性。 

二、实验仪器 

读数显微镜、劈尖装置（由两块平面玻璃组成）、钠光灯（波长 λ = 589.3 

nm）、待测物体、擦镜纸等。 

三、实验原理 

1 等厚干涉基本概念 

将两块光学平面玻璃叠放，一端紧密接触（棱边），另一端插入待测样

品，两玻璃间形成劈尖。当一束平行单色光垂直照射空气劈尖，光线会在劈尖

的上、下两个表面发生反射，两束反射光在劈尖的上方相遇并产生干涉现象。

由于劈尖上厚度相同的地方，两束反射光的光程差相同，因此会形成一系列平

行于劈尖棱边的等间距干涉条纹，这种干涉称为等厚干涉。 

2 劈尖干涉的光程差与条纹特点 

假设劈尖由折射率为 n 的透明介质制成，劈尖夹角为 θ，入射光为单色

光，波长为 λ。当光线垂直入射（入射角 i=0）时，劈尖的上表面反射光和下表

面反射光的光程差 Δ 满足： 

Δ=2nd+λ/2 

式中：d 为劈尖某点的薄膜厚度；λ/2 为半波损失。 

干涉条纹的明暗条件： 

明纹：    Δ=kλ（k=0,1,2,...） 

暗纹：    Δ= (2k+1)λ/2（k=0,1,2,...） 

由于背景光等因素干扰，分辨暗条纹中心较容易，使叉丝对准暗环宽度的

几何中分点误差最小，所以一般选暗环测量对象。代⼊光程差公式得 2nd=kλ，

即 d=kλ/2n。若劈尖为空气劈尖（n 空气 = 1），则 d=kλ/2 



设相邻暗纹间距为 Δx，劈尖⻆为 θ（极⼩，tanθ ≈ θ），则 tanθ = λ/(2Δx)。

若待测物体到棱边距离为 L，待测物体厚度为 D，由⼏何关系得 tanθ = D/L，联

⽴得测量公式：D = (L·λ)/(2Δx)。 实际测量中，通过测量从“第 k 条”暗纹到

“第 k+m 条” 暗纹的总间距 l，得 Δx = l/m，代⼊公式计算 D。 

四、实验步骤 

1. 熟悉并正确使用读数显微镜，相关内容参考教材 7.2.4.1 部分。 

2. 将劈尖装置放置在读数显微镜的载物台上，待测物体夹在劈尖两块玻璃的一

端，确保劈尖棱边清晰、无歪斜，物体与玻璃接触紧密，无气泡。 

3. 打开钠光灯，待光源稳定后，调节光源使光线垂直照射劈尖，通过 45°半反半

透镜反射⾄劈尖表⾯。 

4. 从侧面观察物镜，缓慢下降镜筒至接近劈尖（避免碰撞），再通过⽬镜缓慢上

升镜筒，直至观察到明暗清晰、间距均匀的平行干涉暗纹；调节劈尖位置，使条

纹与目镜十字叉丝纵线平行。 

5. 条纹间距测量：转动鼓轮，使叉丝对准第 k 条暗纹中心，记录读数 xₖ；继续

同方向旋转，依次对准第 k+10、k+20、k+30、k+40、k+50 条暗纹，分别记录读

数 xₖ₊₁₀至 xₖ₊₅₀，共 6 组数据。 

5. 劈尖长度测量：转动读数显微镜鼓轮，使十字叉丝竖丝对准劈尖的棱边,将叉

丝移至棱边（条纹最密集、厚度为 0 的位置,第 0 级暗纹），记录读数 x₍l₎；同方

向使十字叉丝竖丝对准待测物体的边缘（条纹畸变处），记录读数 x₍t₎，计算

L=|x₍t₎-x₍l₎|,重复测量 3 次，取平均值。 

6. 实验结束：待老师检查数据后，关闭钠光灯，整理仪器。 

五、数据记录与处理 

1. 列表记录数据 

表 1 条纹位置读数记录表（单位：mm） 

测量次数 
xₖ（k

级） 
xₖ₊₁₀ xₖ₊₁₀ xₖ₊₁₀ xₖ₊₁₀ xₖ₊₁₀ 

1       



2       

3       

 

表 2 劈尖长度 L 测量记录表（单位：mm） 

测量次数 x₍l₎ x₍t₎ L=|x₍t₎-x₍l₎| 平均值 

1     

2     

3     

2. 用逐差法处理数据。 

六、注意事项 

1. 劈尖装置的两块玻璃应清洁无污渍、无划痕，避免影响干涉条纹的清晰度；

待测物体应夹在劈尖一端的中间位置，确保劈尖夹角均匀，条纹间距一致。 

2. 调节读数显微镜时，应由下向上，避免镜头与劈尖玻璃碰撞，损坏仪器；读

数时，鼓轮应单向转动，避免空程差。 

3. 观察干涉条纹时，应使十字叉丝竖丝对准条纹中心，确保读数准确；测量条

纹间距时，应选取清晰、间距均匀的区域进行测量，避免选取边缘模糊的条

纹。 

4. 钠光灯点燃后，需预热 3-5 分钟待光源稳定后再进行实验，实验过程中避免

触碰光源，关闭后需冷却片刻再整理。 

5. 实验过程中保持实验台稳定，避免振动导致条纹偏移，影响测量精度；数据

记录应及时、准确，读数保留到仪器精度的下一位。 

七、预习思考题 

1. 读数显微镜的回程误差是如何产生的？如何避免或减小回程误差？ 

2. 为什么劈尖干涉的条纹是平行于棱边的等间距条纹？如果劈尖夹角增大，条

纹间距会如何变化？ 

八、分析讨论题 

1. 实验中为什么选择暗纹进行测量？明纹和暗纹测量的精度有区别吗？ 

2. 如果劈尖之间不是空气，而是折射率为 n 的透明液体，测量公式会发生什么

变化？如何计算待测厚度？ 



3. 若实验中干涉条纹模糊不清，可能的原因有哪些？如何解决？ 


